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発明の内容（概要）

【課題】複数方向の圧力検出が可能な、小型の圧力センサを提供する。

【解決手段】圧力センサ１は、平板状の第１レバー部１１と、第１レバー部１１と異なる方向（上下方向）に曲がる第２レバー
部１３と、が連接されたカンチレバー１０と、第１レバー部１１に設けられた第１感圧素子２０と、第２レバー部１３に設けら
れた第２感圧素子３０と、第１感圧素子２０の圧力変化量、及び第２感圧素子３０の圧力変化量をそれぞれ検出する検出部４０
と、を備えている。

本発明は、圧力センサ、触覚センサ、及び圧力センサの製造方法に関するものである。
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